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東京工業大学では，令和２年４月 

オープンファシリティセンターが組織されました 

 
研究者が研究に専念できる環境の整備に関する業務を行うとともに，学内外

の研究者等への設備共用の促進，学生教育の支援及び技術に関する専門的

業務を円滑かつ効率的に行うことにより，大学の発展に寄与することを目的と

する（国立大学法人東京工業大学オープンファシリティセンター規則第２条）。 

 

設計製作部門，分析部門，教育支援部門， 

情報基盤支援部門，安全管理・放射線部門 

マイクロプロセス部門，バイオ部門 
 



マイクロプロセス部門 

 

主な技術支援業務：半導体プロセスによる集積システム及びＭＥＭＳ開発支援 

（国立大学法人東京工業大学オープンファシリティセンター規則第９条） 

 

対象分野は→ 

 

 

半導体 光・電子デバイス 
ＭＥＭＳデバイス 

マイクロ流路（バイオ応用） 
関連材料の分析 

 

 

 



マイクロプロセス部門の技術の核と研究支援の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【技術の核】 
真空，プラズマ，電子線 
 
【技術分野】 
薄膜形成，パターン形成，エッチング，評価・分析・計測 



（１）共通施設の管理・運営 

  

>クリーンルーム運営及び関連実験装置担当 

>装置利用講習 

>分析評価，プロセス支援， 

>技術相談，実験立ち合い 

>実験装置の保守等に関すること 

>授業支援  

>ユーティリティの管理保守  

>クリーンルーム以外に設置されている学内共用設備の担当 

など… 

 

 

 

 

 



（２）新技術の開発，研究室とのコラボレーション 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



半導体プロセス技術の特徴 

（１）新しいデバイス製作には，新しいプロセス技術が必要 

（２）トライアンドエラーを含む実験研究 

（３）複数の装置を用いて評価分析結果を適宜フィードバック 
 

 

リソグラフィ技術 

   

エッチング技術 

 

 

薄膜形成技術 

 

 

測定・評価・観察・分析 

  

  



クリーンルームの研究支援の考え方として見落とされている点 

 

・実験装置には固有の特性があること， 

・プロセス技術はノウハウが多く，経験が財産であること 

 

→ 初心者や経験の浅い利用者では，単なる設備利用では十分

な成果を出せないことが多い．この技術分野の特徴． 

 

・プロセス技術それ自身が研究分野であることが，ほとんどの 

場合に考慮されていない． 

→ 装置の時間貸しのような研究支援スタイルだけでは不十分で，

利用者と相談しながら共同実験するスタイルがベスト 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コアファシリティとしての汎用的な

共用設備を中心として，他機関

から着任したばかりの研究者や

若手研究者にもスピーディにか

つ自由に研究に打ち込める環境

を提供しています。 

 

http://www.mmp.pi.titech.ac.jp/ 

 

http://www.mmp.pi.titech.ac.jp/


メカノマイクロプロセス室の運営の概略 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deep-RIEによりエッチングされた Si側壁の EDX分析 

Japanese Journal of Applied Physics 55, 06GH05 (2016) 

 

 

当部門の研究開発事例の紹介 

 

 



  

 

 

固体ソース H2Oプラズマを用いたエッチング技術 

Japanese Journal of Applied Physics Vol. 47, No. 6, 2008, pp. 5113–5115 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of Physics, Conference Series 100 

(2008) 062022 

当部門の研究開発事例 

 



  

 

 

 

 

 

 

マルチピラー構造による単一細胞分離チップの開発 

Japanese Journal of Applied Physics 49 (2010) 127201 

 

 

 

 

 

 

 

当部門の研究開発事例 

 



  

 

 

 

 

 

 

マイクロ囲いによる細胞のサイズ分離と単一分離 

Sensors and Materials, Vol. 27, No. 5 (2015) 383–390 

 

 

 

 

 

当部門の研究開発事例 

 



 

 

 

 

 

 

 

気相フッ素エッチングによるマイクロ流路の製作 

Japanese Journal of Applied Physics 52 (2013) 047001 

 

 

 
 

 

当部門の研究開発事例 

 



  

 

 

 

 

 

XeF2気相エッチングとスンプ法による単一細胞分離チップの製作 

Sensors and Materials, Vol. 30, No. 1 (2018) 149–155 

 

 

 

 

 

当部門の研究開発事例 

 



マイクロレンズアレイとマイクロ凹面鏡アレイの製作 

 

 

 

  

 

 
 

Sensors and Materials, Vol. 27, No. 5 (2015) 383–390 

 

 

Sensors and Materials, Vol. 30, No. 1 

(2018) 149–155 

 

 

Sensors and Materials, Vol. 

30, No. 1 (2018) 149–155 

 
 

European Journal of Physics 41 (2020) 055303 

 

 

European Journal of Physics 41 (2020) 055303 

 

当部門の研究開発事例 

 



技術報告（年報）発行による利用者への技術情報のフィードバック 

利用者（年会費登録制）に開放しているので，利用者は 

基本的データを参考にして自分の実験の条件を考えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

テクニカルレポートは，2008年～2019年で 200報，論文発表 34報，学会発表等約 230件 

 



 

 

 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 


